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摘要(译)

在形成有机EL显示板的有机EL器件的发光区域时，必须防止有机EL显示
板的显示区域的最外边缘附近的显示性能下降。成膜掩模用于形成包含
发光层的有机层的膜图案，其方式使得可以覆盖发光区域形成部分。成
膜掩模根据膜图案具有多个开口，并且在包含开口的区域外形成假开
口，但是不能用于形成用于形成发光区域的有机层。在与显示区域的外
侧对应的位置处形成假开口，并且在粘合区域的内侧上形成有机层的假
图案。
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